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 要  旨 
 近年、半導体生産技術の進歩から半導体部品の回路集積度が上がるとともにウエハーサイズが
拡大したため製造工程に大きな影響を与えている。 
 半導体の製造工程は前工程と後工程の 2 つに大別される。かつて前工程ではウエハーを化学的
な汚染から保護するためクリーンルーム内に半導体製造装置を設置していた。しかしながら、前
工程全体を半導体製造に適した清浄度に保つクリーンルームには莫大な設備投資と維持費用が必
要となる。そのため現在は仕掛かりのウエハーを FOUP(フープ)と呼ばれる密閉された専用容器
に収納し、これと半導体製造装置内の空間の清浄度を維持することでクリーンルームの清浄度を
必要最小限としている。以上の環境要因に加え、ウエハーサイズの拡大に伴いフープが重量化し
人力による搬送が難しいことから半導体製造装置の間でフープを搬送する際は専用の半導体搬送
装置を使用する。 
 半導体搬送装置はベイと呼ばれる搬送路、フープの移載装置であるロードポート、実際に搬送
を行う複数台の自律無人搬送車(Automatic Guided Vehicle: AGV)、フープの搬送を指示する指令
(搬送指令)を受け取り AGV に割り付けるスケジューラから成る。 
 AGV には衝突の可能性がある接近を検知して停止する機能が搭載されている。現在の半導体製
造工場ではこの機能を頼りに、生産管理システムが発生した搬送指令を渋滞の発生を想定せずに
AGV に対して逐次割り付けて実行している。そのため特定の搬送路に AGV が集中して渋滞が発
生し、フープの搬送に遅延が生じることがある。 
 また、半導体の集積度が上がると必然的に前工程における加工回数は増加する。さらに現場に
は多品種尐量生産を実現したいという要求がある。このことから、将来的には半導体搬送装置の
搬送回数はさらに増加することが予測される。 
 以上のような状況から、半導体搬送装置での搬送を短時間で効率的に行うことが半導体の生産
現場で重要視されている。そこで本研究では村田機械株式会社と共同で、渋滞を抑制する搬送指
令の総実行時間最小化を目的とし、複数台の AGV に対する最適スケジューリング問題を整数計
画問題として定式化する手法と最適化問題を 2 段階で解く手法を提案する。 
 
 
